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할 수 는 막 리   막 리 치  공한다. 욱 체  본  공  공 하고 과 과 

 얻는 역침 막 듈(3)  하는 막 리 치에 어 , 막 (11a)  감시 가능한 리막(11)  포함하
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 도하여 막 리  실행하는 측 막 리 수단 20  치한 것  특징  한다. 
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특허청  

청 항 1 

공  역침 막 듈에 공 하여 과 과  얻는 막 리 에 어 , 

상  공  막  감시 가능한 공 측 리막에 도하여 막 리  실행함과 동시에, 

상   막  감시 가능한 측 리막에 도하여 막 리  실행하는 것  특징  하는 막 리

.

청 항 2 

 1항에 어 , 상  측 리막  평균  지  １μｍ 하  평막 , 그 평막  공 측 가 

재료  어 는 것  특징  하는 막 리 .

청 항 3 

 1항에 어 , 상  막 리  상  공 측 리막  과 량  계측함과 동시에 상  측 리막

과 량  계측하고,  과 량  계  스케  생  무  단하는 것  특징  하는 막 

리 .

청 항 4 

공  공 하여 과 과  얻는 역침 막 듈  한 막 리 치에 어 , 

막  감시 가능한 리막  가지  상  공  도하여 막 리  실행하는 공 측 막 리 수단

과, 

막  감시 가능한 리막  가지  상   도하여 막 리  실행하는 측 막 리 수단  치

한 것  특징  하는 막 리 치.

청 항 5 

 4항에 어 , 상  측 막 리 수단  리막  평균  지  １μｍ 하  평막 , 그 평막  공

측 가 재료  어 는 것  특징  하는 막 리 치.

청 항 6 

 4항에 어 , 상  막 리 치는 상  공 측 막 리 수단  과 량  계측하는 공 측 량  계측

수단과, 상  측 막 리 수단  과 량  계측하는 측 량  계측 수단  어 치한 것  특징

 하는 막 리 치.

  

 술  

본  역침 막 듈  공 과   감시할 수 는 막 리   막 리 치에 한 것<1>

다.

 경  술

역침 막에 한 리 술  간수, 해수 등  탈염에 한 담수 나, 고순도수   등에 폭 게 <2>

고 다. 그러나, 처리  계 에 수 하여 역침 막  과  하 고,  상승하  문에,

 경우에는 막 능  복시  하여 운  지하고 역침 막  척하는 처리가 필 하게 다. 

      래, 역침 막  하여 물 처리  실행하는 경우, 러한 막 척 도  낮 고 처리  <3>

하여, 역침 막 치  공 수  여러  평가하고, 값  규 치 하가 도  필 에 라  

처리  실시하고 역침 막 공 수  어느 도 맑게 하는 것에 해, 역침 막 치에 어  과  하

나  상승 등  해  피하여,  운  계 하는  실시 고 었다.
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      러한 평가 는 JIS K3802에 어 는 울링 스(Fouling Index; FI), 또는 ASTM D4189에<4>

어 는 실트 도 스(Silt Density Index; SDI)나, 보다 간편한 평가  타니 치에 하여

 MF치(Desalination, vol. 20, p. 353-364, 1977)가  다.

       FI치, SDI치, MF치는  역침 막 공 수   지  0.45μｍ   여과막  여과한 경우<5>

 여과시간  측 하고,  측 치에 하여 산 다. 그리고, 하  특허문헌 1에는 러한  여

과막  하여, 역침 막 치에 공 는 물   평가하고,  평가결과에 하여 운  리  실행

하는 역침 막 치가 개시 어 다.

      그러나,  역침 막 치에 는 공 수  평가  하여 운  리  하고 지만, 어 한 원  역침<6>

막에 스케  등  문 가 실에  생한 경우,  공 수   여과막에 하여 평가할 수 는 것

니었다. 

      또한, 하  특허문헌 2에는  듈  주 듈에 병  치하여, 동  공 수  공 하고 동  건<7>

 역침 막 리  실시하 ,  듈  동  상태  감시하는 막 리 치가 개시 어 다. 그리고, 

듈  막   , 과  감시하는 , 차  감시하는  재 어 다.  

      그러나,  막 리 치에 어 ,  들  스케  등  문 가 생하는 경우 것  실하게 검<8>

하 에는  듈에 어  공 측 에  도 극  주 듈에  생하  어 운  어 는 등 

상  고  어 , 검  실 , 체  낮다는 문  고 었다.

      <특허문헌 1> 특개 2004-188387  공보<9>

      <특허문헌 2> 특개평 10-286445  공보<10>

 상 한 

본   공  평가가 가능함과 동시에, 역침 막에  생하는 스케  등  문  보다 직<11>

 감시할 수 는 막 리   막 리 치  공하는 것 다.

상  , 하  같  본 에 해 달 할 수 다.<12>

      , 본  막 리  공  역침 막 듈에 공 하여 과 과  얻는 막 리 <13>

에 어 , 상  공  막  감시 가능한 공 측 리막  도하여 막 리  실행하는 것  특징

한다.

      본  막 리 에 하  공 측 리막 뿐만 니라  도하여 막 리  실행하는 <14>

측 리막  치하고 어, 들  막  감시할 수  문에 공  평가가 가능하고, 동시에 역침

막에 생하는 스케  등  문  보다 직  감시할 수 다. , 공  평가는 물질   등

공 측 리막에 하여 직   실시할 수 , 또한 염색  첨가 등에 하여 물, 무 물, 균

 등  감시 등  실행할 수 다. 또한, 스케  등에 어 는 측 리막  막  퇴  에 

하여 직  감시하는 것  가능하다.

      상  측 리막  평균  지  1μｍ 하  평막  그 평막  공 측 가 재료  <15>

어 는 것  람직하다. 러한 평균  지  평막에 하여 생 하는 스케  막 에 포착하는 것  가

능하고, 공 측  재료  매개  나 상해  등에 하여 스케  등  보다 간단하게 감시할

수 다.

      또한, 상  공 측 리막  과 량  계측함과 동시에 상  측 리막  과 량  계측하고, <16>

 과 량  계  스케  생  무  단하는 것  람직하다. 스케  생  공 측 리

막과 하여 측 리막  과 량  하가 해지  문에  과 량  계측하고  계

 스케  생  무  하게 단하는 것  가능하다.

      한편, 본  막 리 치는 공  공 하여 과 과  얻는 역침 막 듈  갖  막 <17>

리 치에 어 , 막  감시 가능한 리막  가지고 고 상  공  도하여 막 리  실행하는 공

측 막 리 수단과 막  감시 가능한 리막  가지고 고 상   도하여 막 리  실행하는 

측 막 리 수단  치한 것  특징  하는 막 리 치 다.

      본  막 리 치는 공 측 막 리 수단 뿐만 니라,  도하여 막 리  실행하는 <18>
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측 막 리 수단  포함하고 어, 들  막  감시할 수  문에, 공  평가가 가능하고, 동시에

역침 막에 생하는 스케  등  문  보다 직  감시할 수 다. , 공  평가는 물질  

등  공  측 리막에 하여 직   단할 수 , 또한 염색  첨가 등에 하여 물, 무

물, 균  등  감시  실행할 수 다. 또한, 스케  등에 어 는 측 리막  막  퇴  에

하여 직  감시하는 것  가능하다.

      또한, 상   상  측 막 리 수단  리막  평균  지  1μｍ 하  평막 , 그 평<19>

막  공 측 가 재료  어 는 것  람직하다.

 또한, 상   상  공 측 막 리 수단  과 량  계측하는 공 측 량  계측수단과, 상  <20>

측 막 리 수단  과 량  계측하는 측 량  계측수단도 어 치하는 것  람직하다.

실 시 

하, 본  실시 에 하여 도  참 하  한다. 도 1  본  막 리 치  <32>

 나타내는 개략 도 다.

      본   막  리   공  역침 막  듈에  공 하여  과 과   얻는  막  리<33>

다. 러한 막 리  본  막 리 치  하여 합하게 실시할 수 다.

      , 본  막 리 치는 도 1에 나타낸 것처럼 공  공 하여 과 과  얻는 역침<34>

막 듈 3  한다. 본 실시 태에 는 3  역침 막 듈 3a~3c  병  한 역침 막 듈 3  치

  나타낸다.

      역침 막 듈 3 는  들 , 스 럴(spiral) , 공사 , 뷸러(tubular) , 프  드 플<35>

트(frame and plate)  등  것  지만, 역침 막, 공 측  재  과측 재가 공  

심  에 감겨  는 스 럴(spiral)  리막 엘리 트(element)  한 스 럴(spiral)  람직

하다. 역침 막 듈 3  단수 또는 복수  막 엘리 트(element)  한 것  사 할 수 다. 복수  막 엘

리 트(element)는 통상 직  , 복수  역침 막 듈  직  또는 병  해도 무 하다.

      역침 리 듈 3에  하는 역침 막  하는 재료는 특별  한 지 ,  들 , 산<36>

룰 ,  폴리 닐 코 (polyvinyl  alcohol),  폴리 미드(polyamide),  폴리에스 (polyester)  등  각

고  재  할 수 다.

      역침 막  막 태 는 공사, 평막, 뷸러(tubular)막 등  , 평막  스 럴(spiral), 프<37>

 드 플 트(frame and plate)  듈  편 하여 사 할 수 고, 공사는 복수  묶  것  듈  편

하여 사 할 수 다.

      공  공   들  프 P1에 하여 실행 고, 경  1  공   운  승<38>

다. 승  공  경  2  매개  역침 막 듈 3에 공 다. 역침 막 듈 3에 는 역침 막 리

가 실행 고, 염  등  거  과  경  4  거쳐  지고, 염  등    경  5  거쳐

 진다.

      역침 막 듈 3    해도 무 하나, 수   해  공  측<39>

에  순 시 는 것도 가능하다. 역침 막 듈 3  과  다  단계  역침 막 듈에 공

거나, 통에 척  후에 사 다.

      본  막 리  상  같  막 리 에 어 , 상  공  막  11a가 감시 가능한<40>

공 측 리막 11에 도하여 막 리  실행함과 동시에 상   막  21a가 감시 가능한 측 리막

21에 도하여 막 리  실행하는 것  특징  한다.

      또한, 본  막 리 치는 막  11a가 감시 가능한 리막 11  가지고, 공  도하여 막 <41>

리  실행하는 공 측 막 리 수단 10과, 막  21a가 감시 가능한 리막 21  가지고,  도하여 막

리  실행하는 측 막 리 수단 20  치한 것  특징  한다.

      본 실시 에 는 공 측 막 리 수단 10  과 량  계측하는 공 측 량  계측수단 31과, 측<42>

막 리 수단 20  과 량  계측하는 측 량  계측수단 32  어 치하고,  과 량  

계  스케  생  무  단하는  나타낸다.
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      공 측 막 리 수단 10  막  11a가 감시 가능한 리막 11  갖고 는 것  람직하 , 본 에<43>

어  「감시 가능」 란, 막  11a 근  상태  나 치에 하여 찰 또는 검 할 수 는 것

 가리 다.  해 리막 11, 21  평막에 한 지 고, 식  공사막 나 평막  플리츠(pleat

s)  한 것 등도 사  가능하지만, 막  11a  감시가 한 평막  사 하는 것  람직하다.

       공 측 막 리 수단 10 는 평막  트(set)할 수 고, 공 측 가 재료 12  어 <44>

는 것  람직하다.  들 , 리막 11  편 하여 막  11a  러움  찰할 수 는 량 여과 타

(type)  리막 (cell) 나, 스 플 우 타 (cross flow type)  리막 (cell)  사 할 수 다.

( 측 막 리 수단 20도 동 ). 또한, 학  , 상해 에 한 , 미량 샘플링(sampling)에 한

 등  한  가능한 리막 (cell)도 사  가능하다.

      재료 12, 22는 무색  또는 색 해도 나, 연  또는  과   재료가 <45>

람직하다. 도시한 량 여과 타 프  리막 (cell) 는  들 , 리막 11, 21  과측  하

고 는 본체  13, 23과, 것에 내 어 리막 11, 21  지지하는 다공질 지지체 , (seal)재 등  매

개  본체  13, 23에, 볼트(bolt)등  연결  재료 12, 22  하고 다. 또한, 량 여과 타

리막 (cell)  하  물질  재  실하게 견, 검 하는 것  가능하다는  다.

      공 측 막 리 수단 10에는 공  경  2  한 경  2a에 하여 공  도 다.  경<46>

우 공 측 막 리 수단 10  운 과, 역침 막 듈 3  운  게 달라지는 경우   

15  계 16  치하고, 공 측 막 리 수단 10  운  하는 것  람직하다.

      공 측 막 리 수단 10에 는  들 , 쓰 , 미립  등 물  물질  그 도 평균  지<47>

 １μｍ 하  여과막에 하여 막  11a상에 리할 수 , 것  에 하여 감시하는 것  가

능하다. 감시는 상시 또는 간헐  실행하는 도, 막 리 치에 상  생하는 경우에만 감시하는 

도 무 하다.

    물에 한 염색 는 루  루(toluidine  blue),  시  루(alcian  blue)(  Wako  Pure<48>

Chemical Industries, Ltd. ) 등  들 수 다. 물  그 상 등에 라 , 여과막, 한 여과막,

또는 역침 막에 하여 막  11a상에 리할 수 , 것   또는 에 하여 감시하는 것  가능

하다. 다만, 역침 막 듈 3에 사 는 리막과 동 한 것  사 함  그 막  상  재 하고, 보다

직  감시하는 것  가능하다. 에 한 검 는 측색계에 한 측 나, 학 도계에

한 막  사  측 하여, 물  나 량  실행하는 것  가능하다.

      문 가 는 무 물에 한 염색 는 그것에 착  나타내는 염료 등  들 수 다. 문 가 는 무<49>

물  그  상  등에  라 ,  여과막,  한 여과막,  또한  역침 막에  하여  막  11a상에  리할  수

, 것   또는 에 하여 감시하는 것  가능하다. 에 한 검 는 측색계에

한 측 나, 학 도계에 해 막  사  측 하여, 물  나 량  실행하는 것  가능하

다.

      균 에 한 염색 는 염  2, 3, 5-트리 닐 트라 (tetrazolium) 나, 신산( 염색) 등<50>

 들 수 다. 균 는 평균  지  １μｍ 하  여과막에 하여 막  11a상에 리할 수 , 

것  나 에 하여 감시하는 것  가능하다. 에 한 검 는 측색계에 한 측

나, 도계에 한 막  사  측 하고, 균  량  실행하는 것  가능하다. 또한, 균 에 해

는 질 등  첨가함  색 또는 하게 할 수 , 것에 하여 균  특 하는 것  가능

하다.

      게 하여, 공  감시하는 경우 상시 또는  감시에 하여, 공  염 무나 도<51>

 할 수 다. 또한, 역침 막 듈 3에 상  생한 경우  감시 는 듈  해체하는  없  그 원

 규 할 수 , 신 한 ( 물, 균 에 해 는 칼리 척)  가능하게 다.

      한편, 측 막 리 수단 20에는  경  5  한 경  5a에 하여  도 다.<52>

 측 막 리 수단 20  운 과, 역침 막 듈 3  운  게 달라지는 경우 

25  계 26  치하여, 측 막 리 수단 20  운  하는 것  람직하다.

      측 막 리 수단 20  막  21a  감시 가능한 리막 21  가지고 는 것  , 공 측 막 <53>

리 수단 10과 동 한 것  채 하는 것  가능하다. 다만, 스케  감시   실행한 다 에 측
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막 리 수단 20  리막 21  평균  지  １μｍ 하  평막( 여과막)  것  람직하다.

      스케 란 공 에 포함 는 미 랄  등  듈 내에 어 해도 상  도가  에 <54>

하는 무 염 다. 한 무 염 는 １μｍ 상 하  문에, 리막 21  막  21a상에 리할 수 

, 스케  무   단하는 것  가능하다. 스케  생 시에는 산 척  실행하는 것  과

다.

      스케  생  무  보다 실하게 단하  해 는 공 측 막 리 수단 20  과 량  계측하는<55>

공 측 량  계측수단 31과, 측 막 리 수단 20  과 량  계측하는 측 량  계측수단 32  

어 치하고,  과 량  계  스케  생  무  단하는 것  람직하다.

      량계측수단 31, 32 는  타  것도 무 하나, 신 에 하여 스케  생  무  동<56>

하는 등  경우 량에  검 신  할 수 는 것  람직하다. 스케  생  공 측 리

막 11과 하여 측 리막 21  과 량  하가 해지  문에,  들 ,  과 량 변

 도(미 치 등)  계산하여 하는 것에 해 스케  생  무  단하는 것  가능하다.

      상과 같  본  막 리   막 리 치는 간수, 해수 등  탈염에 한 담수 나, 고순도<57>

수   등, 폐 처리, 염수 처리, 그  물 처리 등에 합하게 사 할 수 다. 그 경우, 공  평

가가 가능함과 동시에, 역침 막에 생하는 스케  등  문  보다 직  감시할 수  문에, 역침

막  과  하  러 는   없 ,  간에  걸쳐  역침 막  치  게  운 할  수

, 또한 실  문 가 생한 경우에도 감시 결과에  신 하고도 과   가능하게 다.

타실시<58>

(1) 상  실시 태에 는 공 측 막 리 수단  측 막 리 수단  량 여과타  리막 <59>

(cell)  하는  나타내었 나, 본 에 는 도 2에 나타낸 것처럼 스 플 우 타 (cross flow

type)  리막 (cell)  공 측 막 리 수단  측 리 수단  어도 한 쪽에 하는 것  가능하

다. 스 플 우 타 (cross flow type)  리막  함  막  막  등  지하고, 간에

걸쳐  공  감시  실행할 수 다.

      도 2에 나타낸 에 는  들  리막 11  과측  하고 는 본체  13과, 것에 내<60>

어 리막 11  지지하는 다공질 지지체 , (seal)재 등  매개  본체  13에, 볼트(bolt) 등  연

결  재료 12  하고 , 재료 12에 하여  공 측  상  측에는 공  도

 12a , 공 측  하  측에는 공   12b  치하고 다. 것에 하여 막  11a  살

 향  공  동함  막  막  등  과  지하고, 간에 걸쳐  공  감시

실행할 수 다.

      (2) 상  실시 태에 는 공 측 막 리 수단  측 막 리 수단  상시 치하고 는  나<61>

타냈 나, 본 에 는 공 측 막 리 수단 /또는 측 막 리 수단  막 리 치에 탈 착 가능하도

 치하여,  등  경우에 리하여 사 하는 것도 가능하다. 또한, 공 측 막 리 수단 /또는 측

막 리 수단  복수 치하고, 그 어느 쪽 가  막 리 치에 착탈 가능하도  치하여  등  경우에

리하여 사 하는 것도 가능하다.

      또한, 막 리 치  리  공 측 막 리 수단  하여, 검 한 균  식시킴 , 균<62>

 식  검사하는 것도 가능하다.

      (3) 상  실시 태에 는 공 측 막 리 수단 /또는 측 막 리 수단에 여과막 나 한 여<63>

과막  사 하는  나타냈 나, 본 에 는 역침 막  사 하는 것도 가능하다. 역침 막  사 하는 경

우, 역침 막 듈 3에 사 는 리막과 동  또는 상 한 막  사 함 , 그 막  상  재 하고,

보다 직  감시하는 것  가능하게 다. 그 경우, 특  스 플 우(cross flow) 식  막  감

시 가능한 리막에 하여 막 리  실행함 , 듈 내에  막 리 상태  보다 하게 재 할 수

게 다( , 사 듈 하는 것  가능하다). 또한, 수  도하여 스 플 우(cross flow) 식

막  감시 가능한 리막에 하여 막 리  실행함 , 듈 내에  막 리 상태  가 시험

평가하는 것  가능하다. 특 , 스 플 우(cross flow) 식 는 리막  착물 해 에 리하다.

      (4) 상  실시 태에 는 공 측 막 리 수단  리 후  과  계  하는  나타냈<64>

나, 본 에 는 리 후  과  프(pump) P1에  상 측  순 시 는 것도 가능하다. 것에 
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하여, 막 리 치에 어  수   수 다.

 (5) 상  실시 태에 는 역침 막  척 수단  치하지   나타냈 나, 본 에 는 감시한<65>

결과에 하여, 역침 막  척  실행하는 척 수단  치하는 것  람직하다. 물, 균 에 해

는 칼리 척  실행하는 척 수단  과 , 스케  생 시에는 산 척  실행하는 척 수단  

과 다. 그 , 역  척  실행하는 역 척 수단  치하는 것도 가능하다.

산업상  가능

본  막 리 에 하  공 측 리막 뿐만 니라  도하여 막 리  실행하는 측 <66>

리막  치하고 어, 들  막  감시할 수  문에 공  평가가 가능하고, 동시에 역침 막에 

생하는 스케  등  문  보다 직  감시할 수 다. 

도  간단한 

      도 1    본  막 리 치   나타내는 개략 도<21>

      도 2    본  막 리 치  주   다   나타내는 사시도<22>

      <  ><23>

      3      역침 막 듈<24>

      10     공 측 막 리 수단<25>

      11     공 측  리막<26>

      11a    막<27>

      20     측 막 리 수단<28>

      21a    막<29>

      31     공 측 량 계측수단     <30>

      32     측 량 계측수단<31>

도

    도 1
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    도 2
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